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DISPOSITIF PERMETTANT LA PREHENSION D'UNE PLAQUE DE SEMI- 
CONDUCTEUR A TRAVERS UNE OUVERTURE DE TRANSFERT, 
UTILISANT L'OBTURATEUR DE L'OUVERTURE 

L'invention se rapporte a xin dispositif permettant une prehension, a travers une 
ouverture de poste de transfer! pour installation de traitement de plaques de semi- 
conducteur, d'au moins une plaque de semi-conducteur adoptant la forme d'un disque, 
logee dans un conteneur de plaques de semi-conducteur situe d'un premier cote de 
ladite ouverture, a partir d'un espace situe d'un deuxieme cote de ladite ouverture 
oppose au premier cote, ledit dispositif comprenant : 

- un obturateur mobile apte a se deplacer entre une premiere position de fermeture de 
ladite ouverture, et une deuxieme position de liberation de ladite ouverture permettant 
un acces a l'interieur du conteneur, 

- des moyens de deplacement dudit obturateur entre lesdites premiere et deuxieme 
positions, ledit deplacement se situant au moins en partie dans un plan sensiblement 
parallele au plan de ladite ouverture. 

L'art anterieur enseigne de tels dispositifs. D'un cote des ouvertures de transfert 
se trouvent le ou les conteneurs, plus precisement un conteneur par ouverture de 
transfert, et de l'autre cote des ouvertures de transfert se trouvent les equipements de 
traitement des plaques de semi-conducteurs logees dans lesdits conteneurs et un robot 
manipulateur de plaques permettant de saisir une plaque de semi-conducteur situee 
dans un conteneur d'un cote de l'ouverture sur laquelle le conteneur est fixe, d'orienter 
celle-ci, et/ou notamment d'amener cette plaque sur l'equipement approprie de Pautre 
cote de l'ouverture. Le robot manipulateur est fixe sur la structure portant ou protegeant 
les equipements. Pour permettre au robot manipulateur de saisir une plaque dans un 
conteneur, chaque ouverture est munie d'un mecanisme appele d'une maniere generate 
obturateur permettant de retirer le couvercle fermant le conteneur de plaques de semi- 
conducteur, l'interieur du conteneur, ainsi que 1' espace dans lequel se trouvent le robot 
manipulateur et les equipements de traitement etant assujettis a des contraintes de 
proprete et de purete determinees ; ainsi, une fois que le conteneur ferme est fixe sur 
l'ouverture de transfert, Pobturateur de l'ouverture de transfert est associe au couvercle 
du conteneur, deverrouille ce dernier, et le retire afin de permettre un acces a l'interieur 
du conteneur liberant simultanement l'ouverture de transfert ; le robot manipulateur 
fixe dans 1' espace des equipements de traitement peut alors acceder aux plaques de 
semi-conducteur logees a l'interieur de tous les conteneurs pouvant etre en 
communication avec 1' espace des equipements de traitement via leurs ouvertures de 
transfert respectives. 
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De tels dispositifs presentent Finconvenient majeur de demander beaucoup 
d' espace, en particulier en ce qui concerne 1 5 emplacement du robot manipulateur de 
plaques qui permet l'acces a une pluralite d'ouvertures, ce robot occupant un large 
espace compris entre le ou les obturateurs et les equipements de traitement des plaques. 
Hors, 1'espace est tres couteux dans ce domaine des installations de traitement des 
plaques de semi-conducteur car soumis a d'importantes contraintes de purete 
d'atmosphere, et toute diminution de cet espace entraine un abaissement des couts de 
production des semi-conducteurs. 

La presente invention permet de pallier ces inconvenients et d'apporter d'autres 
avantages. Plus precisement, elle se rapporte a un dispositif permettant une prehension, 
a travers une ouverture de poste de transfer! pour installation de traitement de plaques 
de semi-conducteur, d'au moins une plaque de semi-conducteur adoptant la forme d'un 
disque, logee dans un conteneur de plaques de semi-conducteur situe d'un premier cote 
de ladite ouverture, a partir d'un espace situe d'un deuxieme cote de ladite ouverture 
oppose au premier cote, ledit dispositif comprenant : 

- un obturateur mobile apte a se deplacer entre une premiere position de fermeture de 
ladite ouverture, et une deuxieme position de liberation de ladite ouverture permettant 
un acces a l'interieur du conteneur, 

- des moyens de deplacement dudit obturateur entre lesdites premiere et deuxieme 
positions, ledit deplacement se situant au moins en partie dans un plan sensiblement 
parallele au plan de ladite ouverture, 

ledit dispositif etant caracterise en ce qu'il comprend : 

- des moyens de prehension d'au moins une plaque de semi-conducteur, aptes a 
penetrer en partie dans ledit conteneur sous une plaque et a saisir cette derniere par sa 
partie peripherique, 

- des moyens de deplacement desdits moyens de prehension a partir dudit espace situe 
du deuxieme cote de 1' ouverture vers le premier cote, ou inversement, 

- des moyens de liaison au dit obturateur desdits moyens de deplacement des moyens 
de prehension. 

La liaison des moyens de deplacement des moyens de prehension a l'obturateur 
permet notamment d'utiliser un deplacement existant de l'installation de traitement des 
plaques, celui de l'obturateur, pour obtenir une cooperation de l'obturateur avec les 
moyens de deplacement des moyens de prehension, et ainsi economiser un deplacement 
distinct du robot de manipulation des plaques de semi-conducteur. Chaque obturateur 
est ainsi equipe de ses moyens propres de prehension des plaques contenues dans le 
conteneur associe a l'ouverture correspondante, permettant d'eviter la structure d'un 
important robot manipulateur de plaques devant acceder a toutes les ouvertures de 
transfert des equipements associes. Ainsi, un gain de largeur est obtenu par une 
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diminution d'encombrement du robot manipulateur de Tart anterieur, associe aux 
obturateurs. 

Selon une caracteristique avantageuse, le dispositif selon l'invention comprend 
des moyens d'orientation de ladite au moins une plaque de semi-conducteur cooperant 
avec lesdits moyens de prehension et lesdits moyens de deplacement desdits moyens de 
prehension en vue de permettre une modification de l'orientation de ladite au moins 
une plaque de semi-conducteur. 

Cette caracteristique permet au dispositif selon l'invention d'orienter une plaque 
saisie, notamment en vue d'aligner son encoche de reperage, l'orientation consistant a 
permettre la rotation de la plaque dans son plan autour de son axe de symetrie 
perpendiculaire au plan de la plaque. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits moyens de deplacement desdits 
moyens de prehension a partir dudit espace situe du deuxieme cote de l'ouverture vers 
le premier cote, ou inversement, comprennent des moyens de transfer! d'une plaque de 
semi-conducteur d'un cote de ladite ouverture vers 1' autre cote. 

Cette caracteristique permet au dispositif selon l'invention de lui conferer 
avantageusement une capacite a deplacer une plaque de semi-conducteur du coriteneur 
aux equipements de traitement, ou inversement. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits moyens de prehension 
comprennent un premier et un deuxieme bras mobiles, aptes a adopter au moins une 
premiere position dans laquelle ils se trouvent sensiblement paralleles, et une deuxieme 
position dans laquelle ils foment Pun par rapport a Pautre un angle specifique de sorte 
qu'ils determinent un plan de support de la plaque de semi-conducteur. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits moyens de prehension de la 
plaque comportent au moins trois galets lies a trois des extremites desdits premier et 
deuxieme bras au moyen d'une liaison comportant un degre de liberte en rotation, de 
sorte que lesdits au moins trois galets se repartissent autour de la plaque de semi- 
conducteur lorsque les premier et deuxieme bras sont places dans ladite deuxieme 
position des bras mobiles. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits premier et deuxieme bras mobiles 
se trouvent dans un plan sensiblement parallele au plan de 1' ouverture lorsqu'ils sont 
places dans ladite premiere position des bras mobiles, et dans un plan perpendiculaire 
au plan de l'ouverture lorsqu'ils sont places dans ladite deuxieme position des bras 
mobiles. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits moyens de deplacement desdits 
moyens de prehension, a partir de l'espace situe du deuxieme cote de l'ouverture vers le 
premier cote ou se trouve le conteneur, ou inversement, comprennent un troisieme bras 
portant lesdits moyens de prehension a 1'une de ses extremites, et en ce que lesdits 
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moyens de liaison des moyens de deplacement desdits moyens de prehension a 
robturateur comportent une articulation du troisieme bras sur ledit obturateur a son 
autre extremite de sorte que lesdits moyens de prehension puissent se deplacer de part 
et d'autre de rouverture. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits premier, deuxieme, et troisieme 
bras sont articules ensemble de sorte qu'ils soient aptes a se deplacer, en cooperation 
avec 1'articulation du troisieme bras sur l'obturateur, dans un plan perpendiculaire au 
plan de ladite ouverture, et lesdits moyens de deplacement desdits moyens de 
prehension comprennent des moyens de couplage entre un desdits premier ou deuxieme 
bras et ledit troisieme bras de sorte qu'un deplacement du troisieme bras entraine un 
deplacement induit du premier ou du deuxieme bras avec lequel il est couple. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits moyens de couplage sont agences 
de sorte qu'ils conferent aux moyens de deplacement desdits moyens de prehension une 
aptitude a deplacer la plaque de semi-conducteur selon une direction perpendiculaire au 
plan de rouverture. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits premier, deuxieme, et troisieme 
bras sont places dans un plan sensiblement parallele au plan de T ouverture dans ladite 
premiere position des premier et deuxieme bras, et sur le bord superieur dudit 
obturateur. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits premier, deuxieme, et troisieme 
bras sont en outre disposes, dans ladite premiere position des premier et deuxieme bras, 
dans un espace delimite entre les deux plans des deux faces externes de l'obturateur, 
• respectivement. 

Selon une caracteristique avantageuse, le dispositif selon 1' invention comprend 
des moyens de deploiement automatique de celui desdits premier ou deuxieme bras qui 
n'est pas couple au dit troisieme bras par lesdits moyens de couplage, pour passer de la 
premiere a la deuxieme position des bras mobiles lors d'un mouvement dudit troisieme 
bras hors du plan parallele au plan de l'ouverture. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits moyens de deploiement 
automatique comprennent un ressort de rappel, place dans l'etat comprime dans ladite 
premiere position des premier et deuxieme bras. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits moyens d'orientation 
comprennent un galet d'entrainement en rotation par friction sur la partie peripherique 
de ladite au moins une plaque de semi-conducteur. 

Selon une caracteristique avantageuse, ledit galet d'entrainement est associe au 
dit obturateur, et le dispositif selon 1' invention comprend des moyens de deplacement 
dudit galet d'entrainement entre au moins deux positions, l'une dite active dans laquelle 
le galet est saillant et apte a entrainer en rotation ladite plaque de semi-conducteur, et 
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l'autre dans laquelle ledit galet est au moins partiellement escamote et permet un 
mouvement des moyens de deplacement des moyens de prehension du premier cote 
dudit obturateur vers le deuxieme cote ou inversement. 

Selon une caracteristique avantageuse, le dispositif selon T invention comprend 
des moyens de blocage desdits moyens de deplacement des moyens de prehension et 
desdits moyens de prehension dans ladite premiere position des bras mobiles. 

Selon une caracteristique avantageuse, lesdits moyens de blocage desdits 
moyens de deplacement des moyens de prehension et desdits moyens de prehension 
sont couples avec lesdits moyens de deplacement du galet d'entrainement en rotation 
par la partie peripherique de ladite au moins une plaque de semi-conducteur, de sorte 
que le deplacement du galet d'entrainement entraine le deplacement des moyens de 
blocage. 

Selon une caracteristique avantageuse, le dispositif selon l'invention comprend 
des moyens permettant de detecter la position d'une plaque de semi-conducteur dans 
ledit conteneur, et comprend en outre des moyens de mesure de Pepaisseur de la plaque 
de semi-conducteur. 

D'autres caracteristiques et avantages apparaitront a la lecture de la description 
qui suit d'un exemple de mode de realisation d'un dispositif selon l'invention, 
accompagnee des dessins annexes, exemple donne a titre illustratif non limitatif. 

La figure 1 represente une vue en perspective d'un exemple de poste de transfert 
comprenant un exemple de mode de realisation d'un dispositif de prehension selon 
l'invention dans une premiere position. 

La figure 2 represente en perspective agrandie une premiere vue du detail A de 
Pexemple du dispositif de prehension selon l'invention represente sur la figure 1. 

La figure 3 represente en perspective agrandie une deuxieme vue de detail de 
l'exemple du dispositif de prehension selon l'invention represente sur la figure 1, dans 
une deuxieme position. 

La figure 4 represente en vue de dessus le detail de la figure 2. 

La figure 5 represente en vue de dessus le detail de la figure 3. 

Le poste de transfert 10 de plaques de semi-conducteur represente sur la figure 1 
a ete volontairement isole de l'installation de traitement (non representee) des plaques, 
afin d'une simplification de la representation, et est vue du cote de l'espace dans lequel 
sont disposes les outils de traitement (non representes) des plaques. Le dispositif 12 de 
prehension selon l'invention permet une prehension, a travers une ouverture 13 du 
poste 10 de transfert, d'au moins une plaque de semi-conducteur adoptant la forme d'un 
disque et logee dans un conteneur 14 de plaques de semi-conducteur situe d'un premier 
15 cote de l'ouverture 13 et qui a ete fixe a celle-ci, a partir d'un espace 16 situe d'un 
deuxieme 17 cote de l'ouverture 13 oppose au premier 15 cote, la ou les plaques de 
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semi-conducteur etant respectivement avantageusement agencees de maniere connue 
dans le conteneur 14 selon des plans paralleles perpendiculaires au plan de l'ouverture 
13. Le dispositif 12 comprend : 

- un obturateur 1 mobile, encore appele raquette, apte a se deplacer entre une premiere 
position, comme representee sur la figure 1, de fermeture de l'ouverture 13, et une 
deuxieme position (non representee) de liberation de l'ouverture 13 pennettant un acces 
a l'interieur du conteneur, ^ 

- des moyeris de deplacement 18 de l'obturateur 1 entre les premiere et deuxieme 
positions, le deplacement de robturateur se situant au moins en partie dans un plan 
sensiblement parallele au plan de Pouverture 13, c'est a dire un plan vertical dans 
l'exemple represente, plan vertical dans lequel s'etend 1' obturateur dans l'exemple 
represents, 

- des moyens de prehension 2 d'au moins une plaque de semi-conducteur, aptes a 
penetrer en partie dans le conteneur 14 sous la plaque a prendre, et avantageusement 
entre au. moins deux plaques successives (non representees), et a saisir une plaque de 
semi-conducteur par sa partie peripherique 19, 

- des moyens de deplacement 3 des moyens de prehension 2 a partir de l'espace 16 
situe du deuxieme 17 cote de l'ouverture 13 vers le premier 15 cote, ou inversement, 

- des moyens de liaison 4 a 1' obturateur 1 des moyens de deplacement 3 des moyens de 
prehension 2, 

- avantageusement des moyens d' orientation 20 de la plaque de semi-conducteur qui a 
ete saisie par les moyens de prehension 2, cooperant avec ces derniers et les moyens de 
deplacement 3 en vue de permettre une modification de 1' orientation de la plaque de 
semi-conducteur. 

L'obturateur 1 ou raquette, les moyens de deplacement 18 de celui-ci, et plus 
largement le poste de transfer! 10 ne seront pas plus longuement decrits ici car il sont 
connus de l'homme du metier. De meme, le conteneur 14 de plaques de semi- 
conducteur est d'un type connu et de forme standard apte a s'associer aux ouvertures 
des postes de transfert. L'obturateur 1 est un organe de forme generalement 
parallelepipedique et est plaque sur l'ouverture 13 dans sa premiere position dans 
laquelle il est apte a deverrouiller la porte du conteneur 14 et, dans son deplacement 
vers la deuxieme position, a liberer l'ouverture 13. Pour liberer l'ouverture 13, 
l'obturateur se deplace d'abord vers l'arriere dans l'espace 16, puis effectue dans cet 
espace un mouvement descendant dans un plan parallele a l'ouverture 13. L'obturateur 
1 possede comme represente une epaisseur de quelques millimetres, voire quelques 
centimetres dans laquelle sont loges les mecanismes connus de liberation (non 
representes) de la porte du conteneur 14, et s'etend generalement sur une surface 
legerement superieure a celle de l'ouverture 13. 
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Les moyens de prehension 2, les moyens de deplacement 3 de ces derniers, les 
moyens de liaison 4 a l'obturateur des moyens de deplacement 3 des moyens de 
prehension 2, et les moyens d 5 orientation 20 vont maintenant etre decrits plus 
precisement a 1'aide des figures 3 a 5. 

Comme represente sur les figures 3 et 5, les moyens de prehension 2 
comprennent un premier 6 et un deuxieme 7 bras mobiles, aptes a adopter au moins une 
premiere position dans laquelle ils se trouvent sensiblement paralleles comme 
represente sur la figure 4, et une deuxieme position dans laquelle ils foment 1'un par 
rapport a l'autre un angle a specifique comme represente sur la figure 5, de sorte qu'ils 
determinent un plan de support de la plaque 1 1 de semi-conducteur. 

Les moyens de prehension 2 de la plaque component en outre avantageusement 
trois galets 21 doubles lies a trois des extremites des premier 6 et deuxieme 7 bras au 
moyen d'une liaison comportant un degre de liberte en rotation, comme montre sur les 
figures 3 et 5, de sorte que les trois galets 21 doubles se repartissent autour de la plaque 
11 de semi-conducteur lorsque les premier et deuxieme bras sont places dans la 
deuxieme position des bras 6, 7 mobiles determinant un plan de support de la plaque 1 1 
de semi-conducteur comme montre sur la figure 5. A cet effet, comme represente sur 
les figures 3 et 5, le premier 6 bras comporte a chacune de ses extremites deux galets 21 
support en rotation libre, et le deuxieme bras 7 articule sur le premier 6 bras a Tune de 
ses extremites, comporte a son autre extremite deux galets 21 support en rotation libre. 
Ainsi, dans la premiere position representee sur la figure 4, les premier 6 et deuxieme 
bras 7 sont replies Tun contre l'autre, et dans la deuxieme position representee sur la 
figure 3 ou 5, il s'ecartent Tun de l'autre de maniere a definir au moins trois points 
d'appui pour la plaque 1 1 de semi-conducteur concretises par les trois galets doubles 21 
support. Afin de supporter la plaque 11 et de permettre sa rotation autour de son axe, 
chaque galet 21 adopte avantageusement une base tronconique sur laquelle repose la 
partie peripherique inferieure de la plaque, surmontee d'une partie cylindrique a section 
circulaire destinee a servir de butee rotative a la plaque entre les galets 21. De maniere 
connue, les trois galets 21 rotatifs sont doubles afin d' assurer un equilibre statique 
correct de la plaque saisie malgre la presence d'une encoche 60 ou moyen de reperage 
sur la partie peripherique 19 des plaques 11. 

Les moyens de deplacement 3 des moyens de prehension 2, a partir de l'espace 
16 situe du deuxieme. 17 cote de l'ouverture 13 vers le premier 15 cote ou se trouve le 
conteneur 14, ou inversement, comprennent avantageusement un troisieme 8 bras 
portant les moyens de prehension 6, 7 a l'une 22 de ses extremites, et les moyens de 
liaison 4 des moyens de deplacement 3 a l'obturateur 1 comportent une articulation 23 
du troisieme 8 bras sur l'obturateur 1 a son autre 24 extremite de sorte que les moyens 
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de prehension 6, 7 puissent se deplacer de part et d'autre de rouverture comme cela 
sera explique plus loin. 

Les premier 6, deuxieme 7, et troisieme 8 bras sont articules ensemble de sorte 
qu'ils soient aptes a se deplacer, en cooperation avec 1' articulation 23 du troisieme 8 
bras sur l'obturateur 1, dans un plan perpendiculaire au plan de l'ouverture 13, et les 
moyens de deplacement 3 des moyens de prehension 6, 7 comprennent des moyens de 
couplage (non representes) entre le premier 6 bras et le troisieme 8 bras de sorte qu'un 
deplacement du troisieme bras entraine un deplacement induit du premier bras avec 
lequel il est couple. Les moyens de couplage, par exemple une transmission par 
courroie (non representee), sont agences a l'interieur du bras 8 de sorte qu'ils conferent 
aux moyens de deplacement 3 des moyens de prehension 6, 7 une aptitude a deplacer la 
plaque 11 de semi-conducteur selon une direction perpendiculaire au plan de 
l'ouverture, par exemple au moyen d'un rapport de transmission de 2/1 pour la 
transmission a courroie entre les bras 6 et 8. 

Ainsi, lorsqu'ils sont places dans la premiere position, les premier 6 et 
deuxieme 7 bras mobiles replies Tun contre Pautre se trouvent dans un plan 
sensiblement parallele au plan 61 de l'ouverture, et sur le bord superieur 62 de 
l'obturateur, avantageusement dans un espace 63 delimite entre les deux plans 64 et 65 
des deux faces 25 et 26 externes de l'obturateur 1, respectivement, et lorsqu'ils sont 
places dans la deuxieme position des bras mobiles, ces memes bras se trouvent disposes 
dans un plan perpendiculaire au plan de l'ouverture, ceci grace a 1' articulation 23 en 
rotation du bras 8 dont l'axe de rotation est parallele au plan 61 de l'ouverture 13 ou 
aux plans 64, 65 de l'obturateur 1, comme represents sur la figure 4. 

^ Le dispositif 12 de prehension represente comprend en outre des moyens de 
deploiement 27 automatique du deuxieme 7 bras non couple en rotation au troisieme 8 
bras, mais articule en rotation sur le premier 6 bras, pour passer de la premiere a la 
deuxieme position des bras mobiles lors d'un mouvement du troisieme 8 bras hors de 
l'espace compris entre les plans 64 et 65 paralleles au plan 61 de l'ouverture. Ces 
moyens de deploiement automatique sont avantageusement constitues d'un ressort 27 
de rappel, par exemple un ressort a lame comme represente sur la figure 5, se trouvant a 
l'etat comprime dans la premiere position des premier et deuxieme bras et entre ces 
deux derniers, de sorte que, lorsque le troisieme 8 bras pivote et entraine la rotation du 
premier 6 bras par les moyens de couplage, le deuxieme bras 7 puisse s'ecarter du 
premier 6 en pivotant a son tour autour de son articulation 28 sur le premier 6 bras sous 
l'effet de la detente du ressort 27 jusqu'a venir contre une butee (non representee) de 
preference reglable, par exemple une butee a vis, afin que les trois groupes de galets 21 
se placent en position de reception ou de saisie d'une plaque de semi-conducteur selon 
Tangle a d'ouverture determinee en fonction du diametre des plaques a saisir et de la 
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corde choisie definie entre les deux groupes de galets 21 du bras 6 pour obtenir un 
equilibre statique et dynamique suffisant de la plaque. 

Les moyens de deplacement 3 des moyens de prehension 6, 7 a partir de 
1'espace 16 situe du deuxieme 17 cote de rouverture vers le premier 15 cote, ou 
inversement, grace au bras 8 qui peut avantageusement pivoter de part et d'autre de 
l'obturateur 1 et au moyen de couplage des premier 6 et troisieme 8 bras, sont ainsi 
aptes a transferer une plaque de semi-conducteur d'un cote de rouverture 13 vers 
T autre cote. 

Les moyens de liaison 4 du troisieme bras 8 a l'obturateur 1 comprennent done 
une liaison 23 du bras 8 et de l'obturateur comportant un degre de liberie en rotation 23 
selon un axe parallele a la face d'ouverture 13 et perpendiculaire aux plans de stockage 
des plaques 11 de semi-conducteur dans le conteneur 14. Un moteur electrique 29 
permet de commander la rotation du bras 8 dans les deux sens de rotation autour de 
Particulation 23. De maniere avantageuse, un frein 9 est assujetti a l'axe du moteur 29 
en sorte de bloquer cet axe, et done le bras 8, dans une position detenninee ; un tel 
systeme de frein permet d'eviter d'asservir le moteur 29 en continu ; le frein 9 peut 
comprendre des machoires en prises sur un axe lie en rotation a l'axe du moteur 29, ces 
machoires etant commandees par des moyens electromagnetiques ; le systeme de frein 
est muni d'un encodeur afin de connaitre la position du bras 8. Lorsque le frein est 
actionne, le bras est immobilise dans une position choisie, et lorsque le frein n'est pas 
active le bras 8 est libre. 

Les moyens d'orientation 20 comprennent avantageusement un galet 30 
d'entrainement en rotation par friction sur la partie peripherique 19 de la plaque 11 de 
semi-conducteur. Le galet d'entrainement 30 est associe a l'obturateur 1, et le dispositif 
12 comprend avantageusement des moyens de deplacement 31 du galet 30 
d'entrainement entre au moins deux positions, l'une dite active dans laquelle le galet est 
saillant et apte a entrainer en rotation la plaque 11 de semi-conducteur comme 
represents sur la figure 3, et 1' autre dans laquelle le galet 30 est au moins partiellement 
escamote et permet ainsi un mouvement des moyens de deplacement 3 du premier 15 
cote de l'obturateur vers le deuxieme 17 cote ou inversement. Le galet 30 escamotable 
est par exemple mobile en translation suivant un axe 66 parallele a l'axe 67 de 
l'articulation 23 du bras 8 et dispose sur le dessus de l'obturateur 1. Un moteur 32 
electrique associe a un systeme d'encodage selon tout moyen connu, permet d'entrainer 
le galet 30 en rotation, et un moteur electrique 37 associe a un systeme d'encodage 
selon tout moyen connu permet de deplacer le galet 30 suivant son axe de translation 
via un systeme pignon-cremaillere par exemple, en connaissant la position du galet 30 
sur son axe 66 de deplacement. 
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L'orientation d'une plaque 11 de semi-conducteur saisie par les moyens de 
prehension se fait de la maniere suivante : le galet 30 est amene en position haute 
suivant son axe 66 de deplacement en translation grace au moteur 37 ; le bras 8 grace 
au moteur 29 amene la plaque 1 1 de semi-conducteur en appui contre le galet 30 par 
rotation du bras 8 jusqu'a une mise en contact de la partie peripherique 19 de la plaque 
11 contre le galet 30 qui est ainsi en condition d'entrainement de la plaque 11 en 
rotation par friction. De maniere connue, le dispositif 12 comprend des moyens de 
detection 33 du repere d'orientation de la plaque, par exemple un capteur 
optoelectronique 68, emettant un faisceau lumineux et detectant la reflexion de ce 
faisceau sur la plaque, sauf lorsque ce faisceau passe dans l'encoche 60 ou le repere 
d'orientation de la plaque. A cet effet, le capteur 68 sera place, par exemple a cote du 
galet 30 sur un support 34 de celui-ci en sorte de suivre les deplacements du galet 30 en 
translation, et sous la trajectoire de la plaque dans son mouvement de rotation en vue de 
son orientation. Une fois la plaque orientee, le bras 8 est deplace grace au moteur 29 
pour liberer la plaque du contact avec le galet 30 et ainsi permettre un escamotage de ce 
dernier en tout ou partie dans l'obturateur 1 grace au moteur 37 et au systeme pignon- 
cremaillere par exemple. Une fois le galet 30 escamote dans l'obturateur au moins en 
partie, il ne constitue plus un obstacle au deplacement du bras 8 qui peut alors se 
deplacer de part et d'autre de l'ouverture 13 en vue du transfert de la plaque 1 1 saisie. II 
est a noter que les moyens d'orientation 20 de la plaque en position contre le galet 30 
doivent tenir compte de la rotation ulterieure de la plaque 1 1 apres orientation, ceci en 
raisoh du mouvement des bras 6 et 8 pour son placement ou replacement dans le 
conteneur 14. 

De maniere avantageuse, le dispositif represents sur les figures comprend des 
moyens de blocage 35 des moyens de deplacement 3 et des moyens de prehension 2 
dans la premiere position des bras mobiles. Comme cela va etre explique, ces moyens 
de blocage des moyens de deplacement et des moyens de prehension sont 
avantageusement couples avec les moyens de deplacement 31 du galet 30 
d'entrainement, de sorte que le deplacement du galet entraine le deplacement des 
moyens de blocage 35. Les moyens de blocage sont par exemple composes d'un levier 

38 articule par exemple sensiblement en son milieu 41 sur l'obturateur 1, et dont une 
extremite 40 est solidaire du galet 30, plus particulierement de son support 34 mobile 
en translation, par 1' intermediate d'une liaison 42 a au moins un degre de liberte en 
rotation et dans 1' exemple a un degre de liberte en translation, et dont 1' autre extremite 

39 est libre et saillante au dessus de la surface superieure 69 de l'obturateur 1 lorsque le 
galet 30 est escamote en tout ou partie dans l'obturateur. Les positions des liaisons 41, 
42 du levier 38 sur l'obturateur 1 et sur le support 34 du galet 30, respectivement, sont 
definies de sorte que : lorsque le galet 30 est en position haute d'entrainement de la 
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plaque 11 en rotation, 1'extremite 39 libre du levier 38 est suffisamment escamotee 
dans l'obturateur de sorte qu'elle ne gene pas la mise en position de la plaque 1 1 contre 
le galet 30, et lorsque le galet 30 est en tout ou partie escamote dans l'obturateur 1 afin 
que les bras soient replies Tun contre l'autre au dessus de l'obturateur, 1'extremite 39 
libre du levier 38 est saillante au dessus de l'obturateur et a travers celui-ci de sorte que 
cette derniere constitue une butee au premier 6 et deuxieme bras 7, lorsque le troisieme 
bras 8 engage un mouvement de rotation grace au moteur 29 visant a amener le bras 7 
contre la butee, comme represents sur la figure 4. Lorsque dans ce mouvement, le bras 
7 entre en contact avec 1'extremite 39 libre du levier 38 saillante au dessus de 
l'obturateur, le moteur 29 continue sa rotation en sorte de comprimer le ressort 27 place 
entre les premier et deuxieme bras jusqu'a ce que les deux bras 6, 7 atteignent la 
premiere position decrite plus haut, a savoir qu'ils soient replies l'un contre l'autre, 
avantageusement dans un encombrement correspondant sensiblement a l'epaisseur de 
l'obturateur 1 ; dans cette position, les moyens de prehension ne peuvent pas saisir de 
plaque, et cette position correspond a une position de repos du dispositif 12, par 
exemple au cours de laquelle la porte du conteneur 14 est ouverte ou fermee. 

Le dispositif 12 represente comprend avantageusement des moyens permettant 
de detecter la presence et la position d'une plaque de semi-conducteur dans le 
conteneur 14, et de compter les plaques, et peut comprendre en outre des moyens de 
mesure de l'epaisseur de la plaque de semi-conducteur selon tout moyen connu. Le bras 
6 peut en effet comprendre a une de ses extremites 43 un emetteur 44 de faisceau 
lumineux, par exemple une diode electroluminescente, et dans la zone de son autre 
extremite 45 un recepteur 46 de ce faisceau, par exemple un phototransistor. Le bras 6 
devra comporter un degagement 47 permettant l'interception par les plaques de semi- 
conducteur se trouvant dans le conteneur, du faisceau lumineux emis par la diode 
emettrice 44, lorsque l'obturateur 1 se deplace verticalement entrainant dans son 
deplacement les moyens de prehension comprenant le bras 6, ceci comme cela sera 
explique plus loin. 

Le dispositif 12 represente comprend avantageusement des moyens 48 de 
detection de la presence d'une plaque de semi-conducteur sur les moyens de prehension 
2, constitues par exemple d'un systeme optique comprenant deux emetteurs 49 distincts 
de faisceau lumineux, par exemple deux diodes electroluminescentes, et de deux 
recepteurs 50 distincts correspondants de ces faisceaux, par exemple deux 
phototransistors, respectivement. 

Le dispositif 12 tel que represente sur les figures 3 a 5 s'insere dans un 
obturateur de tout type connu, se presentant sous la forme d'un parallelepipede creux, 
par exemple comme represente sur la figure 1, pour lequel on a remplace la partie 
superieure classique par un couvercle 55 rigide de forme appropriee pour fermer le 
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dessus de l'obturateur et servant de structure rigide de support pour les moyens de 
deplacement 3 des moyens de prehension 2, les moyens de liaison 4 a l'obturateur 1 des 
moyens de deplacement 3, et les moyens d'orientation, comme decrits plus haut, et 
represente plus particulierement sur la figure 3. L 5 emplacement de ces composants, 
leurs dimensionnements, sont determines en sorte que ces derniers puissent assumer les 
fonctions respectives qui leur sont assignees comme decrit plus haut et s'inserer dans 
Pespace libre de l'obturateur. Ainsi, le support 34 des moyens d'orientation traversera 
avantageusement le couvercle rigide 55 au moyen d'une lumiere de passage, ainsi que 
l'axe d' articulation 23 du bras 8. Tous les accessoires de manoeuvre, comme les 
moteurs 29, 37, le frein 9, du dispositif 12 selon l'invention pourront avantageusement 
etre fixes sous le couvercle 55, et etre de ce fait encastres dans l'obturateur, seul 
depassant au dessus du couvercle les bras de deplacement et de prehension de la plaque 
de semi-conducteur, la butee 39 et les moyens d'orientation escamotables. 

Le fonctionnement du dispositif 12 decrit plus haut va maintenant etre detaille, 
avec la description d'un exemple de procede qui peut etre mis en ceuvre avec le 
dispositif 12 : 

- de maniere connue, un conteneur 14 contenant des plaques 1 1 de semi-conducteur est 
amene par un transporteur (non represente) et mis en appui contre l'ouverture 13 du 
poste de transfert du premier cote 15 de celle-ci, 

- de maniere connue egalement, l'obturateur ou raquette 1 vient se placer contre la porte 
(non representee) du conteneur 14 du deuxieme cote 17 oppose au premier 15, dans la 
premiere position afin d'ouvrir ce dernier en deverrouillant la porte et en la maintenant 
en appui contre lui, 

- l'obturateur se degage ensuite de maniere connue, grace aux moyens de deplacement 
18, de l'ouverture 13 en s'eloignant de celle-ci dans une direction sensiblement 
perpendiculaire a l'ouverture, puis dans un mouvement vertical vers la deuxieme 
position afin de liberer l'ouverture et Faeces aux plaques situees a l'interieur du 
conteneur ; durant ces etapes les bras 6, 7, 8 sont replies au dessus de l'obturateur 
contre la butee 39 qui est dressee, le galet 30 etant escamote dans l'obturateur, 

- dans ce mouvement de deplacement vertical, l'obturateur peut "balayer" l'ensemble 
des plaques de sorte que les moyens de detection 44, 46 de la presence et de la position 
d'une plaque de semi-conducteur dans le conteneur 14 puissent entrer en action et 
effectuer un reperage de toutes les plaques presentes dans le conteneur ; pour cela, le 
bras 8 approche le bras 6 vers les plaques contenues dans le conteneur sans les toucher 
mais de sorte que les moyens 44, 46 de detection des plaques puissent etre 
operationnels, e'est a dire intercepted une corde des plaques, 

- une plaque 1 1 peut ensuite etre saisie par les moyens de prehension 2, comme suit : 
l'obturateur recule afin de permettre un deploiement des bras de prehension par un 
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emplacement du bras 8 vers l'interieur du conteneur, puis les bras 6, 7 penetrent dans le 
conteneur sous la plaque a saisir, le bras 7 etant entierement libere sous Peffet de la 
detente du ressort 27, les trois groupes de galets rotatifs d'appui 21 etant en position 
pour soutenir une plaque 1 1 ; une fois les bras 6 et 7 en position sous la plaque a saisir 
et le frein 9 actionne, l'obturateur remonte afin de placer la plaque en appui entre et sur 
les galets 21, grace aux moyens de deplacement 18 de l'obturateur, 

- la plaque saisie peut ensuite etre orientee de la maniere suivante : le bras 8 retire la 
plaque saisie du conteneur 14 apres deactivation du frein 9, et le galet 30 est leve au 
dessus de l'obturateur afin d'etre place en position haute d'orientation de la plaque, et 
la butee 39 liee est de ce fait abaissee; le bras 8 amene dans le meme temps la partie 
peripherique de la plaque en contact avec le galet 30 au moyen du moteur 29, puis le 
frein 9 est par exemple active et l'orientation de la plaque est effectuee grace au moteur 
32. du galet 30 et aux moyens de detection 33 du repere d'orientation de la plaque, 

- la plaque orientee peut etre soit remise dans le conteneur 14, soit transferee dans 
l'espace 16 du cote oppose a celui du conteneur, afin de subir un traitement ; pour cela, 
le bras 8 ecarte la plaque du galet 30 apres deactivation du frein 9 afin que celui-ci soit 
escamote au moins en partie, en sorte de degager le passage du bras 8 le cas echeant et 
de la plaque au dessus de l'obturateur, ce faisant, la butee 39 etant en partie relevee 
mais laissant libre le passage de la plaque 11 au dessus de l'obturateur ; en fait, e'est 
une position mediane de deplacement du galet 30 et de la butee 39 sous la plaque qui 
permet le transfert de cette derniere d'un cote a Pautre de l'ouverture 13 ; On notera 
que la sortie de la plaque 1 1 du conteneur se fait avantageusement selon une trajectoire 
rectiligne afin que celle-ci ne touche pas les parois de ce conteneur ; 

II est a noter que le dispositif selon 1' invention peut comporter des moyens 
d' identification d'une plaque, constitues par exemple de maniere connue par une 
camera et des moyens d' identification des plaques (non representes). La camera peut 
par exemple etre positionnee en partie superieure du poste de transfert 10 de maniere a 
observer l'identifiant de la plaque qui peut etre amene a portee de lecture par la camera 
au moyen de l'obturateur 1 dans son deplacement vertical, et du bras 8. 

L'exemple de procede donne ci-dessus n'est pas limitatif des possibilites de 
procedes qui peuvent etre mis en oeuvre au moyen du dispositif selon l'invention. 
D'aiitres procedes peuvent bien entendu etre envisages en fonction des besoins de 
traitement des plaques de semi-conducteur. 
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RE VENDIC ATIONS 



1. Dispositif (12) permettant une prehension, a travers nne ouverture (13) de 
poste de transfert (10) pour installation de traitement de plaques de semi-conducteur, 
d'au moins une plaque (11) de semi-conducteur adoptant la forme d'un disque, logee 
dans un conteneur (14) de plaques de semi-conducteur situe d'un premier (15) cote de 
ladite ouverture, a partir d'un espace (16) situe d'un deuxieme (17) cote de ladite 
ouverture oppose au premier cote, ledit dispositif comprenant : 

- un obturateur (1) mobile apte a se deplacer entre une premiere position de fenneture 
de ladite ouverture, et une deuxieme position de liberation de ladite ouverture 
permettant un acces a l'interieur du conteneur, 

- des moyens de deplacement (18) dudit obturateur entre lesdites premiere et deuxieme 
positions de celui-ci, ledit deplacement se situant au moins en partie dans un plan 
sensiblement parallele au plan de ladite ouverture, 

ledit dispositif etant caracterise en ce qu'i\ comprend : 

- des moyens de prehension (2) d'au moins une plaque (1 1) de semi-conducteur, aptes a 
penetrer en partie dans ledit conteneur sous une plaque et a saisir cette derniere par sa 
partie peripherique, 

- des moyens de deplacement (3) desdits moyens de prehension a partir dudit espace 
situe du deuxieme cote de l'ouverture vers le premier cote, ou inversement, 

- des moyens de liaison (4) au dit obturateur desdits moyens de deplacement des 
moyens de prehension. 

2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce qu'i\ comprend des 
moyens d' orientation (20) de ladite au moins une plaque de semi-conducteur cooperant 
avec lesdits moyens de prehension (2) et lesdits moyens de deplacement (3) desdits 
moyens de prehension en vue de permettre une modification de l'orientation de ladite 
au moins une plaque de semi-conducteur. 

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que lesdits moyens 
de deplacement (3) desdits moyens de prehension (2) a partir dudit espace (16) situe du 
deuxieme (17) cote de l'ouverture vers le premier (15) cote, ou inversement, 
comprennent des moyens de transfert d'une plaque (11) de semi-conducteur d'un cote 
de ladite ouverture (13) vers 1 'autre cote. 

4. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterise en ce 
que lesdits moyens de prehension (2) comprennent un premier (6) et un deuxieme (7) 
bras mobiles, aptes a adopter au moins une premiere position dans laquelle ils se 
trouvent sensiblement paralleles, et une deuxieme position dans laquelle ils forment 
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Pun par rapport a l'autre un angle (a) specifique de sorte qu'ils determinent un plan de 
support de la plaque (1 1) de semi-conducteur. 

5. Dispositif selon la revendication 4, caracterise en ce que lesdits moyens de 
prehension (2) de la plaque comportent au moins trois galets (21) lies a trois des 
extremites desdits premier (6) et deuxieme (7) bras au moyen d'une liaison comportant 
un degre de liberte en rotation, de sorte que lesdits au moins trois galets se repartissent 
autour de la plaque (1 1) de semi-conducteur lorsque les premier et deuxieme bras sont 
places dans ladite deuxieme position des bras mobiles. 

6. Dispositif selon la revendication 4 ou 5, caracterise en ce que lesdits premier 
(6) et deuxieme (7) bras mobiles se trouvent dans un plan sensiblement parallele au 
plan de l'ouverture lorsqu'ils sont places dans ladite premiere position des bras 
mobiles, et dans un plan perpendiculaire au plan de Fouverture lorsqu'ils sont places 
dans ladite deuxieme position des bras mobiles. 

7. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, caracterise en ce 
que lesdits moyens de deplacement desdits moyens de prehension, a partir de l'espace 
situe du deuxieme (17) cote de l'ouverture (13) vers le premier (15) cote ou se trouve le 
conteneur, ou inversement, comprennent un troisieme (8) bras portant lesdits moyens 
de prehension (2) a Tune (22) de ses extremites, et en ce que lesdits moyens de liaison 
(4) des moyens de deplacement (3) desdits moyens de prehension a 1'obturateur (1) 
comportent une articulation (23) du troisieme bras sur ledit obturateur a son autre (24) 
extremite de sorte que lesdits moyens de prehension puissent se deplacer de part et 
d'autre de l'ouverture (13). 

8. Dispositif selon les revendications 4 et 7, caracterise en ce que lesdits 
premier (6), deuxieme (7), et troisieme (8) bras sont articules ensemble de sorte qu'ils 
soient aptes a se deplacer, en cooperation avec l'articulation (23) du troisieme bras sur 
P obturateur, dans un plan perpendiculaire au plan de ladite ouverture, et en ce que 
lesdits moyens de deplacement (3) desdits moyens de prehension (2) comprennent des 
moyens de couplage entre un desdits premier ou deuxieme bras et ledit troisieme bras 
de sorte qu'un deplacement du troisieme bras entraine un deplacement induit du 
premier ou du deuxieme bras avec lequel il est couple. 

9. Dispositif selon la revendication 8, caracterise en ce que lesdits moyens de 
couplage sont agences de sorte qu'ils conferent aux moyens de deplacement (3) desdits 
moyens de prehension (2) une aptitude a deplacer la plaque (11) de semi-conducteur 
selon une direction perpendiculaire au plan de 1' ouverture. 

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 7 a 9, caracterise en ce 
que lesdits premier (6), deuxieme (7), et troisieme (8) bras sont places dans un plan 
sensiblement parallele au plan de l'ouverture dans ladite premiere position des premier 
et deuxieme bras, et sur le bord superieur (69) dudit obturateur (1). 
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11. Dispositif selon la revendication 10, caracterise en ce que lesdits premier 
(6), deuxieme (7), et troisieme (8) bras sont en outre disposes, dans ladite premiere 
position des premier et deuxieme bras, dans un espace (63) delimite entre les deux 
plans (64, 65) des deux faces (25, 26) externes de I'obturateur, respectivement. 

12. Dispositif selon les revendications 4, 8, et 10 ou 1 1, caracterise en ce ^w'il 
comprend des moyens de deploiement (27) automatique de celui desdits premier (6) ou 
deuxieme (7) bras qui n'est pas couple au dit troisieme (8) bras par lesdits moyens de 
couplage, pour passer de la premiere a la deuxieme position des bras mobiles lors d'un 
mouvement dudit troisieme bras hors du plan parallele au plan de rouverture. 

13. Dispositif selon la revendication 12, caracterise en ce que lesdits moyens de 
deploiement automatique comprennent un ressort (27) de rappel, place dans l'etat 
comprime dans ladite premiere position des premier (6) et deuxieme (7) bras. 

14. Dispositif selon Time quelconque des revendications 2 a 13, caracterise en 
ce que lesdits moyens d'orientation (20) comprennent un galet d'entrainement (30) en 
rotation par friction sur la partie peripherique (19) de ladite au moins une plaque (11) 
de semi-conducteur. 

15. Dispositif selon la revendication 14, caracterise en ce que ledit galet 
d'entrainement (30) est associe au dit obturateur (1), et en ce que le dispositif comprend 
des moyens de deplacement (31) dudit galet d'entrainement entre au moins deux 
positions, Tune dite active dans laquelle le galet est saillant et apte a entrainer en 
rotation ladite plaque de semi-conducteur, et Pautre dans laquelle ledit galet est au 
moins partiellement escamote et permet un mouvement des moyens de deplacement (3) 
des moyens de prehension (2) du premier (15) cote dudit obturateur vers le deuxieme 
(17) cote ou inversement. 

16. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 4 a 15, caracterise en 
ce qu'il comprend des moyens de blocage (35) desdits moyens de deplacement (3) des 
moyens de prehension (2) et desdits moyens de prehension dans ladite premiere 
position des bras mobiles. 

17. Dispositif selon les revendications 14 et 16, caracterise en ce que lesdits 
moyens de blocage (35) desdits moyens de deplacement (3) des moyens de prehension 
(2) et desdits moyens de prehension sont couples avec lesdits moyens de deplacement 
(31) du galet d'entrainement (30) en rotation par la partie peripherique (19) de ladite au 
moins une plaque (11) de semi-conducteur, de sorte que le deplacement du galet 
d'entrainement entraine le deplacement des moyens de blocage. 

18. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 17, caracterise en 
ce qu'A comprend des moyens (44, 46) permettant de detecter la position d'une plaque 
(11) de semi-conducteur dans ledit conteneur (14), et ce qu'il comprend en outre des 
moyens de mesure de l'epaisseur de la plaque de semi-conducteur. 
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ABREGE 



Dispositif (12) permettant une prehension, a travers une ouverture (13) de poste 
de transfert (10) pour installation de traitement de plaques de semi-conducteur, d'au 
moins une plaque (11) de semi-conducteur adoptant la forme d 5 un disque, logee dans 
un conteneur (14) de plaques de semi-conducteur situe d'un premier (15) cote de ladite 
ouverture, a partir d'un espace (16) situe d'un deuxieme (17) cote .de ladite ouverture 
oppose au premier cote, ledit dispositif comprenant : 

- un obturateur (1) mobile apte a se deplacer entre une premiere position de fermeture 
de ladite ouverture, et ime deuxieme position de liberation de ladite ouverture 
permettant un acces a rinterieur du conteneur, 

- des moyens de deplacement (18) dudit obturateur entre lesdites premiere et deuxieme 
positions de celui-ci 5 ledit deplacement se situant au moins en partie dans un plan 
sensiblement parallele au plan de ladite ouverture, 

ledit dispositif etant caracterise en ce qu'il comprend : 

- des moyens de prehension (2) d'au moins une plaque (1 1) de semi-conducteur, aptes a 
penetrer en partie dans ledit conteneur sous une plaque et a saisir cette derniere par sa 
partie peripherique, 

- des moyens de deplacement (3) desdits moyens de prehension a partir dudit espace 
situe du deuxieme cote de 1' ouverture vers le premier cote, ou inversement, 

- des moyens de liaison (4) au dit obturateur desdits moyens de deplacement des 
moyens de prehension. 

Fig. 3 



